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Opfindelsen angdr en fremgangsmdde til fremstilling
af elektriske modstande ud fra en tynd folie af metal el-
ler en metallegering, som er fastgjort til et isolerende
underlag, hvilken fremgangsmdde er af den i krav l's ind~.
ledning angivne art.

Forskellige fremgangsmidder til fremstilling af
modstande af navnte art er kendt. Ved disse kendte frem-
gangsmdder dannes gennem en folie af metal eller af me-
tallegering &bninger og/eller slidser p& en sddan made, at
der opnds en helhed bestdende af filamenter med elektrisk
modstand, hvilke filamenter har et lille tversnitsareal
og er indbyrdes forbundet. Som fglge heraf kan man i be-
tydelig udstrzkning forgge den effektive langde af den
elektriske strgmvej gennem folien og sdledes opnd modstan-
de, der udviser meget store ohmske vardier pr. fladeenhed.

Ved en kendt fremgangsmidde anbringes der pa folien
en maske med &bninger og/eller slidser svarende til kontu-
ren af de modstandsfilamenter, der skal tilvejebringes i
den tynde folie eller film, og denne folie eller film ned-
senkes i et kemisk eller elektrokemisk bad, der er egnet
til at fjerne metallegeringen ud for maskens vinduer eller
spor, se fransk patentskrift nr. 1.324.156.

Ved en anden fremgangsmade, der er beskrevet i an-
sggernes den 18. marts 1976 indleverede franske patent-
ansggning nr. 7.607.889, bearbejdes den af en isolerende
maske dakkede folie elektrokemisk.

Ulempen ved den fremgangsmidde, som bestar i be-
arbejdning ved kemisk angreb, bestér i, at man far fila-
menter, hvis rande udviser ujevnheder. P& grund af disse
ujavnheder er det umuligt i folien at udforme &bninger el-
ler slidser, hvis rande ligger meget tet ved hinanden,
idet man derved ville kompromittere den resulterende mod-
stands stabilitet p& grund af elektriske feltgradienter,
der vil vare tilbgjelige til at fremkomme mellem ujavn-
hederne i nabo-filamentrandene. Denne fremgangsmade har til
gengeld den fordel, at den er relativt let at iverksatte.
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Ved denne fremgangsmdde anbringes en metalfolie
pd et isolerende underlag, og det hele dzkkes med en lys-
fplsom hinde af en sa&rlig type. Efter belysning gennem
en egnet maske og fremkaldelse af denne hinde nedsankes
det hele i et kemisk bad. Nar bearbejdningsprocessen er
afsluttet, fjernes den lysfglsomme hinde, og den bearbej-
dede overflade dakkes med et beskyttende og isolerende
lag af plastmateriale.

Ulempen ved den elektrokemiske behandlingsmetode
er, at den kraver en razkke kostbare og komplicerede opera-
tioner si&som afsatning af et kobberlag pa den flade, der
skal graveres, overfgring af helheden til en anden flade,
en ny overfgring pd det endelige, isolerende underlag,
fjernelse af kobberlaget etc.

Denne fremgangsmdde ggr det imidlertid muligt at
opn& en sardeles javn bearbejdet overflade. De resulteren-
de filamenter udviser yderst jevne rande, som ligger fuld-
standigt vinkelret pd den bearbejdede flade. Som fglge
heraf har de siledes fremstillede modstande szrdeles hg-
je ohmske vardier pr. fladeenhed med yderst ringe spred-
ning ved seriefremstilling.

Det er opfindelsens formdl at afhjalpe ulemperne
ved de omtalte fremgangsmdder og at muligggre fremstilling
af modstande, som udviser meget hgje ohmske vardier pr.
fladeenhed, og som fuldstandigt lader sig reproducere ved
fremstilling i store serier samtidig med, at man undgar
den razkke komplicerede operationer, som er ngdvendig ved
elektrokemisk bearbejdning.

Dette formal opnids med en fremgangsmade af den ind-
ledningsvis omtalte art, som ifglge opfindelsen er ejen-
dommelig ved, at der gds frem som angivet i krav 1's ken-
detegnende del.

P8 denne méde er det muligt at fremstille modstan-
de med forskellige vardier, svarende til den valgte maske-

tykkelse.
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Ved ionernes kollision med metalfolien og masken
overfores disse ioners kinetiske energi til foliens og ma-
skens atomer. Hvis denne energi er stgrre end den, som
forbinder atomerne, forlader disse metalfoliens og ma-
skens overflade. Dette fenomen, som endnu kaldes katodisk
pulverisering, se eksempelvis G.K. Wehner: Advances in
Electronics and Electron Physics, ed. Marton, p. 239,
1955, resulterer i en erosion af overfladen af metalfo-
lien og masken, blandt andet i afhazngighed af arten af
det materiale, hvoraf folien eller masken bestar, at de
pdgeldende ioners egenskaber og af varigheden af ionstrgm-
mens indvirkning.

Ved forsgg har det vist sig, at denne fremgangsmade
gjorde det muligt at opnd yderst smalle bearbejdningsfla-
der og som fglge heraf modstande med hg¢j ohmsk verdi pr.
fladeenhed, nemlig fra 1 til 1,5 MI\/cmz, med en sardeles
ringe spredning ved fabrikation i store serier.

Masken er fortrinsvis en lysfglsom hinde, som om-
fatter et lag af materiale pd orthoquinondiazidderivatba-
sis, mens folien fortrinsvis bestdr af nikkel-chromlegering.

Denne art af lysfglsom hinde anvendes almindeligt
ved fotogravure. Nikkel-chromlegeringerne har den fordel,
at de har en meget lav temperaturkoefficient, hvad der ggr
det muligt at opnd modstande, hvis elektriske egenskaber
kun i ringe grad varierer i afhangighed af temperaturen.
Desuden er forholdet mellem erosionshastigheden for den
omtalte hinde og den ovenomtalte nikkel-chromlegering sar-
lig velegnet for fremgangsméden ifglge opfindelsen.

Opfindelsen skal i det fglgende blive narmere for-
klaret under henvisning til tegningen, som viser udfgrelses-
former for fremgangsmdden ifglge opfindelsen, idet

fig. 1 skematisk og i stor mdlestok viser et tvar-
snit gennem en p& et underlag anbragt metalfolie,

fig. 2 et snitbillede med en maske anbragt pa den

i fig. 1 viste metalfolie,
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fig. 3 masken anbragt pd den i fig. 1 og 2 viste
folie, set fra oven,

fig. 4 skematisk en anordning til fremstilling af
et ionstrdlebundt til gennemfgrelse af fremgangsmaden i-
fplge opfindelsen,

fig. 5 et tversnit gennem metalfolien, der er fast-
gjort pd sit underlag, efter gennemfgrelse af fremgangsma-
den ifglge opfindelsen,

fig. 6 skematisk udviklingen. af maskens og metal-
foliens bearbejdning som funktion af tiden under gennem-
fgrelsen af fremgangsmdden ifglge opfindelsen, og

fig. 7 et deformationsmaleorgan, set ovenfra.

Fig. 1 viser en folie 1 af metal eller af metalle-
gering fastgjort til et isolerende underlag 2, f.eks. af
keramik, ved hj=zlp af et klzbemiddellag 3.

Folien 1 har en tykkelse, som er lig med nogle
mikron. Folien kan ligeledes vare anbragt direkte p& un-
derlaget 2 i form af en tynd hinde, der er tilvejebragt
ved kemisk eller elektrokemisk aflejring eller ved for-
dampning i vakuum.

I en fgrste fase af fremgangsmaden anbringer man
pd folien 1 en maske 4, som er forsynet med slidser 5,
se fig. 2 og 3, hvis rande 6 svarer til omridset af den el-
ler de elektriske modstande, der skal udformes i folien 1.

Modstanden eller modstandene udformes ved at an-
bringe den af masken 4, folien 1 og underlaget 2 bestden-
de helhed i et ionstrdlebundt med en kinetisk energi,
der er st¢grre end den energi, som forbinder de atomer, som
udggr masken 4 og folien 1 af metal eller metallegering.

Fremgangsmdden kan eksempelvis foretages ved hjzlp
af det i fig. 4 viste apparat. Dette apparat omfatter et
rum 7, der gennem en ledning 8 er tilsluttet en ikke vist
vakuumpumpe, der er i stand til at frembringe et vakuum af

7 kviksglv.

stgrrelsesordenen 5 - 10
Apparatet omfatter i1 ¢vrigt et ioniserings- og ac-
celerationskammer 10 for ionstrdlebundtet 9. Dette kammer

10 er af den type, som er beskrevet af Kaufman & Reader i
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ARS Electrostatic Propulsion Conf. Monterey col. 960, Rap-
port nr. 1374. Ioniseringen af gassen, som i dette eksem~
pel bestdr af argon, der tilfgres gennem en ledning 10a,
tilvejebringes i et homogent magnetisk felt pd nogle du-
sin Gauss, som dannes af en induktionsspole 11, mellem

en cylindrisk anode 12 og et elektronemitterfilament 12a.

Tonstralebundtet 9 bestdr fortrinsvis af positive
argonioner med en kinetisk energi mellem 1 og 2 keV og en
ionstrgmtathed mellem 0,5 og 5 mA/cm?. Det under vakuum
stidende rum 7 indeholder en understgtning 13, hvis over-
flade 13a, som er udsat for ionstradlebundtet 9 og ligger
vinkelret p& dette, kan optage én eller flere folier, som
skal bearbejdes.

I det viste eksempel er understgtningen 13 monte--
ret pd en siddan mdde, at den kan rotere om stradlebundtet
9's akse. Denne rotation gg¢r det muligt at opna en homo-
gen bearbejdning af den eller de metalfolier 1, som er ud-

sat for ionstré&lebundtet 9.

I dette eksempel gennemstrgmmes understgtningen 13's

indre i gvrigt af en kglevaske 14, som sikrer kglingen af
understgtningen 13.

Samspillet mellem strélebundtet 9's ioner og de
for disse ioner udsatte overflader af masken 4 og folien
1 bevirker en lgsrivelse af atomer, som medfgrer en ero-
sion af masken 4 og af folien 1.

Det materiale, som danner masken 4, udviser under
pavirkning af ionstrdlebundtet 9 en erosionshastighed,
der er st¢rre end hastigheden for det materiale, som dan-
ner folien 1, der skal bearbejdes.

Masken 4 bestdr fortrinsvis af en lysfglsom hinde
af arten "photoresist" bestdende af en blanding af ortho-
quinondiazidderivater, £f.eks. sulfochloridet af 2,1 naph-
thoquinon-5-diazid, se USA patentskrift nr. 3.046.120, og
af fenolformaldehydharpiks.

Under pdvirkning af et aT-ionstrilebundt med en

energi, som er lig med 1 keV, og en strgmtzthed mellem
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0,5 og 0,6 mA/cm2 undergdr masken 4 af det ovenfor angivne
materiale en erosion med hastigheden 4,5 A/sec. Denne ero-
sionshastighed er stgrre end den tilsvarende hastighed for
de metaller eller legeringer, der kan vare passende for fo-
lien 1. Bestdr denne eksempelvis af en legering af Ni
(80%) og Cr (20%), er erosionshastigheden under de omtal-
te betingelser lig med 2,7 A/sec.

Masken 4 og folien 1 udsattes for ionstréle-
bundtet 9's pavirkning i det mindste indtil masken 4 og
metallet ud foi masken 4's slidser 5 er fjernet. Dette er
muligt som fglge af, at masken 4's erosionshastighed er
stgrre end folien 1l's. Man undgdr sdledes at blive ngd-
saget til at fjerne masken 4 i et sarskilt trin som
ved de tidligere kendte kemiske og elektrokemiske frem-
gangsmader. -

Det foretrakkes at lade ionstralebundtet 9's virk-
ning fortsatte indtil den bearbejdede folie 1 opviser den
tilsigtede ohmske vardi.

Fig. 5 viser resultatet af bearbejdningen ved
hjalp af ionstrdlebandtet 9. Masken 4 er fuldstandigt
fjernet, og der bestdr metalfilamenter la med afrundede
rande og adskilt af slidser 15 med en bredde ll’ der er
stgrre end den oprindelige bredde 10 af masken 4's slidser

Fig. 6 viser udviklingen af masken 4 og metalfo-
lien 1's erosion som funktion af tiden under ionstré&lebund-
tet 9's pavirkning. I det fglgende vil de talmassige re-
sultater af de eksperimenter, hvorpad denne figur er ba-

seret, blive anfgrt.

Eksempel 1
Tykkelsen =1 af masken 4: 1,3 mikron
tykkelsen af folien 1 (Ni-Cr): 2,5 mikron
ionstralebundtet 9: A+, energi = 1 keVv
strgmtethed: 0,6 mA/cmz.
Linierne A, B, C, D og E svarer til de erosions-
fronter, der er fremkommet ved udlgbet af de nedenfor an-

givne tider

5.
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Tabel T
linie tid (sec)
676
1000
2955 (t
5000
9200
= den tid, der behgves til fuldstandig fjernelse af

o+ H O 0o w

masken 4 .
t, = den tid, aer behgves til opndelse af en fuldstandig

bearbejdning af folien 1, dvs. til fuldstendig fjer-

nelse af metallet ud for de oprindelige slidser 5 i

masken 4.

Ved udlgbet af tiden t2 udviser de fremkomne metal-
filamenter la i dette eksempel en tykkelse e, lig med ca.

1 mikron.

Eksempel 2 og 3

Til sammenligning opgives i det fglgende de vardi-
er af tl, t2 og ey, der er opndet under samme betingelser
som i det foregdende tilfalde, men udgdende fra en maske

4, hvis oprindelige tykkelse e, var lig med 2, henholdsvis

3 mikron.
Tabel II
Masken 4's filamenterne
1
tykkelse ey tl t2 la's tykkelse e,
2 mikron 4545 9200 1,5 mikron
3 mikron 6818 9200 1,9 mikron

Der fremgdr af de i ovenstdende tabeller I og II
angivne resultater, at man ved at benytte masker 4 med
tiltagende tykkelser ey ved udlgbet af lige lange tider t2
opnér filamenter la med tiltagende tykkelser. Denne ejen-
dommelighed er bemarkelsesvardig, idet den gg¢r det muligt
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uden vanskelighed at benytte fremgangsméden ifglge opfin-
delsen til fabrikation af modstande med forskellige ohmske
vardier.

S3ledes benytter man ved en fordelagtig udfgrel-
sesform folier 1 af metaller eller af legering med ens
tykkelser, og pa disse anbringer man masker 4 med slidser
5, som har samme form, men hvor alene tykkelserne e
varierer afhangigt af den mengde metal, der skal fjernes
fra folien, dvs. af den tykkelse e3,. man vil opnd for fila-
menterne la.

Man kan derefter underkaste en hel serie folier 1,
der er fastgjort p& deres isolerende underlag 2 og dakket
af deres masker 4 med forskellige tykkelser, for pavirk-
ningen af et ionstrdlebundt 9 gennem et forud fastlagt

-tidsrum.

I det fglgende vil der blive givet andre eksempler

pd gennemfgrelse af fremgangsmaden.

Eksemgel 4

Man anvender en folie 1 fremstillet af en legering
af Ni (80%) og Cr (20%) og med en tykkelse lig med 2,5
mikron, fastklabet til en keramikplade. P& nikkelchrom-
folien anbringes en maske 4 af typen "photoresist", hvis
tykkelse e; er lig med 1,5 mikron, og som er forsynet
med slidser 5, hvis bredde l0 er lig med 6 mikron, idet dis-
se slidser 5 indbyrdes ligger i en afstand L, der er lig
med 14 mikron, se fig. 2. Det hele anbringes under et
stridlebundt af at-ioner (positive argonioner) med en kine-
tisk energi, der er lig med 2 keV, og med en ionstrgmstet-
hed mellem 1 og 1,2 mA/cmZ.

Man opndr pd denne mdde en elektrisk modstand af
form som et kvadrat med sider p& 5,4 mm bestdende af 204
parallelle filamenter la, se fig. 5, med en tykkelse e, af
1 mikron og en bredde ll af 11 mikron adskilt af slid-

ser 15, hvis bredde ll er lig med 9 mikron.
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Ved arbejdets afslutning bliver metalfilamenter-
ne la beskyttet og elektrisk isoleret med en ikke vist be-
kledning af plastmateriale sdsom en epoxyharpiks.

Den ohmske vardi af den fremkomne modstand er lig
med 130 kilo-ohm. Til sammenligning kan det navnes, at
man ved at underkaste en med den ovenomtalte identiske
folie 1 for elektrokemisk behandling opnar en ohmsk var-

di, som ikke overstiger 45 kilo-ohm.

Eksempel 5

Man gdr frem som i eksempel 4, idet man begyn-
der med en maske 4, som har en tykkelse ey der er lig med
3 mikron, mens bredden ll og antallet af slidser 5 svarer’
til de i eksempel 4 opgivne vardier. Man opnadr en mod-
stand, hvis ohmske vardi er lig med 90 kilo-ohm.

Man kan yderligere forgge de ohmske vardier af
de elektriske modstande, der opnds i eksemplerne 4 og 5,
ved at fortsatte pdvirkningen med ionstrdlebundtet 9 ud
over den periode tz, der er ngdvendig for fuldstandigt:
at fjerne folien l's metal ud for de oprindelige slidser

5 i masken 4.

Eksempel 6

Man vil justere den ohmske vardi af den elektri-
ske modstand, der fremkom i eksempel 1, til 135 kilo-ohm.
Med dette for ¢je forbinder man modstanden med en mile-
bro, og ionstridlebundtet 9 bringes til ophgr, nadr malebro-
en viser, at modstanden er lig med 135 kilo-ohm. I det
pdgazldende eksempel er varigheden af ionstrdlebundtets
supplerende aktivitet af stgrrelsesordenen 15 til 18 se-
kunder.

Foranstdende beskrivelser g®r det klart, at frem-
gangsmdden ifglge opfindelsen frembyder fglgende fordele:
- dens gennemfgrelse sker meget hurtigt, idet man pa én

gang kan behandle flere hundrede modstande med ionstra-
lebundtet, og hele graveringens varighed ikke overstiger

nogle timer,
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-~ dens gennemfgrelse er enkel, da den kun omfatter et
ganske lille antal trin,

- den lader sig anvende til bearbejdning af et meget stgr-
re antal metaller eller legeringer end de kendte kemiske
og elektrokemiske bearbejdningsmetoder, hvorved fremgangs-
méden bliver anvendelig til fremstilling af mange for-
skellige modstande,

- den lader sig anvende til seriefremstilling af modstan-
de med afvigende ohmske verdier uden modifikation af an-
dre parametre for fremgangsmiden end tykkelsen af masken
4,

De ved fremgangsmaden fremstillede elektriske mod-
stande adskiller sig fra de tidligere kendte ved, at metal-
filamenterne la, se fig. 5, udviser et tversnit, hvis pro-
fil er afrundet og konveks, hvorved konveksiteten vender
udad fra modstanden.

Ved forsgg har det vist sig, at sddanne modstande
havde ohmske vardier pr. fladeenhed, der klart oversteg
de tilsvarende vardier hos modstande, der er tilvejebragt
ved de kendte metoder. Dette resultat kan forklares dels
som en fglge af, at de slidser 15, der er tilvejebragt ved
afslutningen af ionbombardementet, er stgrre end masken
4's oprindelige slidser, og dels som fglge af, at filamen-
terne la's tvarsnit er en afrundet og konveks profil.

Fremgangsm&den kan endvidere anvendes til fabrika-
tion af termometriske sonder og deformationsmaleorganer.

Fig. 7 viser en udfgrelsesform for et deformations-
madleorgan (eng. "strain gauge") fremstillet ved fremgangs-
maden, set fra oven.

Dette deformationsmdleorgan omfatter én eller flere
elektriske modstande 20, der er tilvejebragt ved gravering
af en af metal eller metallegering bestdende folie, som er
fastgjort til et isolerende underlag 21 bestdende af en ke-
ramik- eller glasplade. Modstanden eller modstandene 20
bestdr af fine, parallelle filamenter 22 og 22a, hvis en~
der 23 er indbyrdes forbundet til dannelse af en bugtet ba-
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ne, hvis totale langde er meget stgrre end det isolerende
underlags dimensioner. I det viste eksempel har de langs
det isolerende underlag 21's to modstiende sider pla-

cerede filamenter 22a fortykkede ender 24, der tjener til

‘deformationsmileorganets forbindelse med det ydre elek-

triske kredslgb. For at fabrikere et sddant deformations-

m&leorgan gir man frem p& fglgende made:

- man anbringer pd& det isolerende underlag 21 en folie af
metal eller en passende legering,

- man anbringef pd denne folie en maske bestdende af en
lysfglsom hinde, hvilken sidste udsattes for en be-
strdling, og man fremkalder denne hinde p& en sadan ma-
de, at der opnds slidser og/eller abninger svarende til
det mgnster, som skal udformes i folien af metal eller
legering,

- og man underkaster den s&ledes tilvejebragte maske og
folien af metal eller af legering virkningen af et ion-
strdlebundt, indtil metallet ud for slidserne og/eller
&bningerne er fjernet.

I det fglgende gives et eksempel pa gennemfgrelse
af fremgangsmaden, anvendt ved fremstilling af et defor-

mationsméleorgan.

Eksempel 7

Man anvender en folie bestdende af en legering af
Ni (80%) og Cr (20%) og med en tykkelse lig med 2,5 mi-
kron, hvilken folie er fastklabet pa en plade 21 af ke-
ramik. P& folien anbringes en lysfglsom maske med slidser
og &bninger svarende til det omrids, der skal graveres.
Denne helhed udsattes for bombardement med et ionstrile-
bundt af A+, dvs. positive argonioner, med en kinetisk
energi lig med 1 keV, hvorved A+—ionstr¢mstatheden er af
stprrelsesordenen 1 mA/cmz.

Under disse betingelser ligger maskens erosions-
hastighed mellem 4 og 5 A/sec og nikkel-chromfoliens mel-

lem 2,5 og 3 A/sec.

144348
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Man opndr p& denne mdde et deformationsméleor-
gan af rektangulazr form med en langde, der er lig med 14 mm
og en bredde, der er lig med 7 mm. Ved operationens afslut-
ning bliver den bearbejdede folie elektrisk isoleret og
beskyttet mod mekanisk overlast ved hjalp af en bekladning
af plastmateriale sdsom en epoxyharpiks.

Ved fremstilling af termometriske sonder gar man
t+il verks som ovenfor angivet, idet man fortrinsvis som ud-
gangsmateriale benytter en folie af et metal eller en le-
gering, for hvilken temperaturkoefficienten er en i det
vésentlige line®r funktion af temperaturen mellem - 200°C
og + 600°C. Dette krav opfyldes ved brug af platin, af
nikkel og af platin-wolframlegeringer. Benytter man pla-
tin og platin-wolframlegeringer, lader den termometriske
sonde sig anvende op il temperaturer pa 2000°¢.

I det fglgende vil der blive givet et eksempel pa
fremgangsmddens anvendelse til fremstilling af en termome-

trisk sonde.

' Eksempel 8

Man gadr frem som angivet i eksempel 7, idet man
som udgangsmateriale benytter en platinfolie, hvis tykkel-
se er lig med 2,5 eller 4 mikron. Med denne metode kan man
opnd en termometrisk sonde med en modstand, der er lig med
ca. 60 kilo-ohm/cm?.

Erfaringen har vist, at fremgangsmaden gjorde det
muligt at opnd termometriske sonder og deformationsmile-
organer med ohmske vardier pr. fladeenhed, der var stgrre
end de tilsvarende vardier for mdleorganer eller sonder
tilvejebragt ved de tidligere kendte metoder. Man kan sa-
ledes - opnd termometriske sonder og deformationsmile-
organer med starkt reducerede dimensioner, hvad der er af
betydelig interesse pd visse anvendelsesomrdder inden for
elektronikken. -

Da fremgangsmiden ikke er afhangig af det metal el-
ler den legering, som udggr den folie, der skal bearbejdes,

ggr denne metode det yderligere muligt at benytte metaller
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eller legeringer, som ikke pdvirkes af de sadvanlige ke-
miske eller elektrokemiske reagenser, men som er sarlig

velegnede til fremstilling af termometriske sonder eller

deformationsmaleorganer.
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Patentkrav.

1. Fremgansmdde til fremstilling af elektriske .
modstande ud fra en tynd folie af en metallegering; som
er fastgjort til et isolerende underlag, ved hviiken
der pd navnte folie anbringes en ved en fotolitografisk
proces fremstillet maske, som omfatter slidser og/eller
abninger, hvis rande svarer til konturen af den elektriske
modstandskreds, som skal udformes i folien, og kredsen et~
ses frem ved at den af masken, folien og underlaget be-
stdende aggregat anbringes i én strgm af ioner, hvis kine-
tiske energi er stgrre end den energi, der forbinder de
atomer, hvoraf masken og folien begtdr, k ende t eg -
net Ved,r ’

' a) at der anvendes foiigf med eps tykkelser, og at
der pa& disse folier anbringes masker, hvis slid-
ser og/eller &bninger er ené, men hvis tykkelse
er forud fastlagt i afhengighed af den mangde
metal, som skal fjernes fra hver folie, og

b) at hver folie og maske underkastes den samme
ionstrgms pdvirkning i det mindste indtil masken
og foliens metal ud for maskens oprindelige slid-
ser og/eller abninger er fjernet.

2. Fremgangsméde ifglge krav l, k end e t e g -

n-e t ved, at ionstrgmmens pdvirkning forlanges ud over
maskens forsvinden, indtil der opnds en modstand med den

tilsigtede ohmske vardi.

Fremdragne publikationer:

DE offentliggerelsesskrift nr. 2144656
US patent nr. 3860783.
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